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MEMS テクノロジーによって製作されたマイクロワイヤ電極アレイは、神経工学の分野において脳等の組織内

部の神経電位を多点，高密度で記録する神経電極デバイスとして応用されている。これらのワイヤ電極は“侵襲

型電極”と呼ばれており、微小電極を組織内部に刺入して神経電位を記録する。侵襲型電極の特徴として、組織

内部の神経細胞の action potential の計測、高い空間分解能における計測等が挙げられる。近年では侵襲型デバイ

スの微細化が進み、電極の刺入に伴った組織の損傷の低減を可能とする、直径 10μm 以下のワイヤが報告されて

いる[1]。しかし、刺入時に加わる圧縮荷重によって微細なワイヤが曲げ変形を生じ、刺入を妨げることが問題と

なってきた。この課題を解決するために、本研究では、微細な Si ワイヤデバイスを用いたその刺入方法の提案お

よび評価について報告してきた[2]。今回、新たに長さ 500 μm 以上の Si マイクロワイヤアレイの製作および生

体組織を用いた刺入評価について報告する。提案するワイヤの刺入れ法の概要を図 1 に示す。ワイヤの根元を補

強するために基板上に水溶性フィルムが成膜されており、この補強フィルムは生体組織に触れることで溶解し、

ワイヤが刺入れされる。成膜するフィルムにはシルクフィブロインを選定した。シルクフィブロインは生体適合

性に優れ、簡便に成膜が可能な材料である。デバイスの曲げ変形の低減を確認するために、マウスの脳に対する

刺入試験を行った（図 2）。今回、用いたワイヤの形状は長さ 620μm、直径 2μm である。シルクを成膜せずに

圧縮荷重を加えた場合、ワイヤは曲げ変形を生じ、刺入を確認できなかった（図 2a）。一方、厚さ 260μm のシ

ルクを基板上に成膜した場合（ワイヤ長さに対するシルク膜厚は約 40%）、ワイヤは顕著な変形を示すことなく、

刺入されることを確認した（図 2b）。これらの結果は、提案する溶解性シルク補強膜が微細なワイヤデバイスの

刺入れにおいて有効であることを示唆するものであった。今後は、例えば皮質深部へのワイヤ電極の刺入と計測

に加え、ドラッグデリバリ等の応用も検討する。 

 

 

  

図 1 ワイヤの刺入方法 図 2 マウスの脳表面に対する刺入試験．(a)シルク無し，(b)シルク有り． 
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